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Srebro w optyce




Warstwa Ag jako “super-soczewka”

@ Ujemne zatamanie
Swiatta

@ Nadrozdzielczosc¢

@ Gtebokosc wnikania
0~20 nm

J.B. Pendry ,,Negative refraction makes a perfect lense”,
Phys. Rev. Lett. vol.85 no 18, 3966 (2000)




Wielowarstwy srebrno-dielektryczne
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@ Glebokosc¢ wnikania wieksza nawet o kilka

rzedow wielkosci!




Metoda macierzy przejscia (TMM)
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Punktowa funkcja rozmycia

» Odpowiedz uktadu optycznego na oswietlenie zrédiem

punktowym

Point source Point spread function

*» Transformata Fouriera funkcji przenoszenia

=~ FWHM = Full Width at ] FWHM

Half Maximum g j

—0.2  —0.1 0.0 0.1 0.2
X/ A




Przyblizenie osrodka efektywnego
(EMT)
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Przyblizenie osrodka efektywnego
(EMT)

@ Sprzezenie fal padajgcych do modu
prowadzonego

@ Nadrozdzielczosé¢ / € diel — —d Ag/ d diel




Dystrybucja pol w wielowarstwie
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Optymalizacja struktury - zatozenia

@ Punkt wyjscia: EMT (EAgle =-d, /d_ )

diel Ag " diel

@ Dielektryki: TiO,, GaP, SrTiO,
@ Zmienne:d__ / dAg, A

<+ Minimalizacja FWHM

+ 0= 6EMT

+ FWHM < A /2




Optymalizacja struktury Ag-TiO,
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Optymalizacja struktury Ag-SrTiO,
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Optymallzacja struktury Ag-GaP
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Optymalizacja struktury — zaleznos¢

od grubosci warstw Ag
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X/ A

Symulacja FDTD

Poynting vector SZ Poynting vector SX
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Struktura Ag-TiO,;:
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Normalized Poynting vector

Symulacja FDTD

Poynting vector SZ
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Struktura Ag-GaP:
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Podsumowanie

@ Nadrozdzielczos¢ w wielowarstwach Ag-TiO,, Ag-
GaP, Ag-SrTiO,

@ MozliwosC jednoczesne] poprawy rozdzielczosci
| gtebokosci wnikania dla szerokiego spektrum A

@ Zgodnos¢ wynikow otrzymanych 2
metodami: TMM | FDTD




. A




	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18

